AFM gyakorlat tematikaja

Elméleti resz
Nanorendszerek képi vizsgalatanak lehetdségei és korlatai (optikai mikroszkop, elektron mikroszkdp)
Pasztazo tiiszondas mikroszkopia (STM, AFM) torténeti bevezetés
Kontakt mérés visszacsatolas nélkiil és visszacsatolassal: elényok, hatranyok

A meérési paraméterek (feedback gain, pasztazasi sebesség, set point) hatasa a képalkotasra: modell AFM
szimulécidval illusztralva

A tii alakjanak és a minta jellegének hatasa a kapott képre: szimulacioval illusztralva (XY kiszélesedés,
alaki torzulasok)

Erzékeny mintak mérésének lehetSségei: soft contact, tapping, valodi nemkontakt

A nemkontakt mod visszacsatolasanak (amplitido, fazis) bemutatdsa rezgd rendszer modellel és
kolcsdnhatas-tavolsag gorbével

Egyéb mérési modok emlités szintjén: elektrosztatikus, vezetOképességi, alagutaram, magneses,
erémodulacios mikroszkopia

Nem képalkoté modok bemutatasa emlités szintjén, képekkel illusztralva: eréspektroszkopia (adhézio,
keménység, kolloid részecske-fellilet kolcsonhatas, egy molekula kdlcsdnhatasok), litogréafia
(elektrokémiai, dip-pen)

Gyakorlati rész
Az AFM részeinek bemutatdsa (mérofej felépitése, tii nagyito alatt)
Standard minta mérése nemkontakt modban, a mérési beallitdsok hatdsa a kapott kép mindségére

Hallgatok altal vélasztott 2-3 minta mérése. A merés egyes fazisait (Iézer beéllitasa, minta
megkdzelitése, mérési paraméterek beallitdsa, szkennelés, kép kiértékelése) a hallgatok végzik. A
valaszthaté mintak: dres és irott CD, nanorészecske réteg, HOPG, PLGA-Pluronic réteg, PS-PEO
réteg, alufolia, hajszal, maratott Uveg. Nem mérik, de latnak képet lipid mono és kettsrétegrol, fixalt
sejtekrol.



